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자기장을 인가한 솔레노이드형 유도 결합 플라즈마 

장치에서의 전자 싸이클로트론 공명 플라즈마 특성

이재원, 김영도, 이영광, 정진욱

한양대학교 전기공학과

  약한 자기장 (~20 G)이 인가된 유도 결합 플라즈마 장치는 고효율, 높은 균일도의 플라즈마

를 생성할 수 있다. 그러므로 이 장치에 한 변수 제어뿐만 아니라, 전자 싸이클로트론 공명 

(Electron cyclotron resonance) 현상에 의한 방전 특성에 한 연구는 매우 중요하다. 그에 연관된 

여러 연구가 있었지만, 부분의 연구는 평판형 유도 결합 플라즈마에서 진행되었다1. 그에 따

라서, 본 연구는 솔레노이드 형태의 유도 결합 플라즈마 장치에서 플라즈마 변수에 한 약한 

자기장의 영향을 살펴보았다. 실험에 사용된 인가주파수는 13.56 MHz에서 27.12 MHz였으며, 다
양한 압력과 전력에서 실험이 진행되었다. 이러한 솔레노이드 형태의 유도 결합 플라즈마에서

의 플라즈마 변수는 국부적인 특성을 보였으며, 평판형 유도 결합 플라즈마와 비교/분석을 진행

하였다.
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